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摘要(译)

提供一种光声成像装置，包括：光源单元，其产生超宽带脉冲激光束并
输出超宽带脉冲激光束;滤波器单元，对来自超宽带脉冲激光束的具有预
定不同波长带的窄带脉冲激光束进行滤波，以选择性地提取窄带脉冲激
光束，并输出窄带脉冲激光束作为用于光声成像的脉冲激光束; PA（光
声）单元，其接收用于光声成像的脉冲激光束，以利用用于光声成像的
脉冲激光束照射测量对象，并接收从测量对象产生的光声信号。
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